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Electron Backscatter Diffraction (EBSD)法による結晶方位同定のためのEuler角の検討
Euler angle calculation and evaluation for orientation indexing of Electron Backscatter
Diffraction(EBSD)
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近年走査型電子顕微鏡(SEM)を用いた電子線散乱回折(Electron Backscatter Diffraction)－いわゆる
SEM-EBSD法の地質学領域への応用が広がっているが、これまでの金属学の領域での応用の多くは立方晶での方
位解析であった。しかし次第に金属・半導体・地質などのより広い領域や複雑な材料に広がるにつれて、六方
晶や正方晶などの180度対称性の結晶への応用の必要性が高まってきている。EBSD法では菊地パターンから指数
付けを行っているので、菊池パターンの対称性で識別できない方位に関しては方位を完全に決定することは難
しい場合がある。さらに測定試料を70度に傾斜して測定するため、試料の傾斜方向、検出器との相対関
係、SEMのスキャン方向などのパラメターが最終的な方位決定のために重要な役割を果たしている。3次元の方
位を示すEuler角の定義はBungeの表記法に則っていることが多くの場合測定の基準であるが[1][2][3]、その表記
法も測定系の座標によって異なる場合がある。今回は測定系の座標とEuler角の関係をまとめて各々の測定系で
の解釈の仕方を整理した。特に六方晶や正方晶などの対称性の低い結晶での方位の解釈を中心にして、90度対
称性と180度対称性および360度対称性での結果の違いを試みている。 
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